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Создание высокоэффективных солнечных элементов увеличивает возможности использования альтернативных источников энергии. Существуют различные типы поглощающих абсорберов, например, лакокрасочные покрытия, гальванические слои, а также тонкие пленки с высоким коэффициентом поглощения, полученные вакуумными методами. Использование высокотехнологичных вакуумных установок дает возможность получать покрытия с высоким показателем адгезии, от которого зависит долговечность всего солнечного элемента. Большинство производимых солнечных батарей изготавливаются на основе кремния. Данный материал способен генерировать энергию только от видимой части спектра и для современных нужд является устаревшим. 

Ранее рассмотрена технология получения тонкопленочного абсорбера солнечной энергии, осуществленная магнетронным распылением тонких пленок титана и оксинитрида титана [1]. Эта технология дает возможность изготавливать тонкопленочные покрытия толщиной около 220 нм с поглощающей способностью до 82% в ближнем и среднем ИК - диапазоне. 
Для совершенствования результата было предложено использовать опаловую матрицу в целях увеличения энергетической емкости в структуре абсорбера. Известно, что сформированная опаловая пленка в структуре функционального покрытия  собирает солнечный свет, который прошел через поглощающие слои без энергетического преобразования, и направляет в активные слои, где происходит выработка энергии. Рассмотрена возможность интеграции технологии на примере объединения тонкопленочного покрытия, полученного вакуумным методом, и опаловой матрицы. Для изготовления крупных устройств по сбору солнечной энергии необходимо разработать технологию по получению стабильной структуры толщиной до 300 нм. После проведения ряда экспериментов и исследования экспериментального образца, установлено, что микросферы опала успешно внедряются в тонкие пленки, полученные магнетронным распылениям, а сама структура является стабильной. 
В дальнейшем предполагается рассмотреть метод получения покрытия, основанный на механическом или химическом отделении тонкой пленки абсорбера от опаловой матрицы. В результате этой операции можно получить покрытие, поверхность которого будет иметь конфигурацию «лунок», образованных микросферами опала, что геометрически увеличит площадь поверхности абсорбера и количественно повысит показатель поглощения всего устройства. 
В заключении работы необходимо отметить, что интеграция различных методов  и технологий получения поглощающих покрытий позволяет добиться высоких результатов для развития солнечной энергетики. 
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